Solution for researching

Sistema Rf Pecvd Deposicion Quimica En Fase Vapor Mejorada

Con Plasma Por Radiofrecuencia
Numero de articulo: KT-RFPE

Introduccion
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« Tipo caja: la cubierta superior horizontal abre la puerta, y la cdmara de deposicion y la cdmara de escape estan soldadas integralmente;
Forma del equipo « Toda la maquina: el motor principal y el armario de control eléctrico tienen un disefio integrado (la camara de vacio esta a la izquierda, y el
armario de control eléctrico estd a la derecha).

Dimensiones: ®420mm (didmetro) x 400 mm (altura); hecha de acero inoxidable SUS304 de alta calidad 0Cr18Ni9, la superficie interior esta
pulida, se requiere mano de obra fina sin juntas de soldadura &speras, y hay tuberias de agua de refrigeracion en la pared de la cdmara;
Puerto de extraccién de aire: Malla de acero inoxidable 304 de doble capa con intervalos delanteros y traseros de 20 mm, deflector
antiincrustante en el vastago alto de la valvula, y placa de ecualizacién de aire en la boca del tubo de escape para evitar la contaminacién;
Método de sellado y blindaje: la puerta de la cdmara superior y la cdmara inferior estan selladas por un anillo de sellado para sellar el vacio, y
el tubo de red de acero inoxidable se utiliza en el exterior para aislar la fuente de radiofrecuencia, blindando el dafio causado por las sefiales
de radiofrecuencia a las personas;

Ventana de observaciéon: Dos ventanas de observacién de 120 mm estén instaladas en la parte frontal y lateral, y el vidrio antiincrustante es
resistente a altas temperaturas y radiacién, lo cual es conveniente para observar el sustrato;

Modo de flujo de aire: el lado izquierdo de la cdmara es bombeado por la bomba molecular, y el lado derecho es el aire inflado para formar un
modo de trabajo convectivo de carga y bombeo para asegurar que el gas fluye uniformemente a la superficie objetivo y entra en el drea de
plasma para ionizar completamente y depositar la pelicula de carbono;

Material de la cdmara: el cuerpo de la cdmara de vacio y el puerto de escape estan hechos de material de acero inoxidable SUS304 0Cr18Ni9
de alta calidad, la cubierta superior estd hecha de aluminio de alta pureza para reducir el peso de la parte superior.

Cémara de vacio

Esqueleto de la

Fabricado en acero perfilado (material: Q235-A) , el cuerpo de la camara y el armario de control eléctrico tienen un disefio integrado.

cédmara
« Tuberias: Las tuberias principales de entrada y salida de distribucién de agua estan hechas de tubos de acero inoxidable;
« Valvula de bola: Todos los componentes de refrigeracién se suministran con agua por separado a través de valvulas de bola 304, y las tuberias
de entrada y salida de agua tienen distinciones de color y sefiales correspondientes, y las valvulas de bola 304 para las tuberias de salida de
Sistema de agua se pueden abrir y cerrar por separado; El objetivo, la fuente de alimentacién de RF, la pared de la cdmara, etc. estdn equipados con
refrigeracién por proteccion de flujo de agua, y hay t_ma alal.'ma de corte de agua para evitar que la tuberia de agua se bloquee. Todas las alarmas de flujo de
agua agua se muestran en el ordenador industrial;

Visualizacién del flujo de agua: El objetivo inferior tiene monitorizacién de flujo de agua y temperatura, y la temperatura y el flujo de agua se
muestran en el ordenador industrial ;

Temperatura del agua fria y caliente: cuando la pelicula se deposita en la pared de la cdmara, se pasa agua fria 10-25 grados para enfriar el
agua, y se avanza cuando se abre la puerta de la cdmara. Pasar agua caliente 30-55 grados agua caliente.

Estructura: se adoptan armarios verticales, el armario de instalacién de instrumentos es un armario de control estandar internacional de 19
pulgadas, y el otro armario de instalacién de componentes eléctricos es una estructura de panel grande con puerta trasera;

Panel: Los principales componentes eléctricos del armario de control se seleccionan todos de fabricantes que han pasado la certificacién CE o
la certificacion 1SO9001. Instale un conjunto de tomas de corriente en el panel;

Método de conexidn: el armario de control y el anfitrién estan en una estructura conjunta, el lado izquierdo es el cuerpo de la sala, el lado
derecho es el armario de control, y la parte inferior esté equipada con una ranura dedicada para cables, alta y baja tensién, y la sefial de RF
estd separada y enrutada para reducir las interferencias;

o Eléctrico de baja tensidn: Interruptor neumatico francés Schneider y contactor para garantizar una alimentacion fiable de los equipos;

« Tomas de corriente: En el armario de control se han instalado tomas de repuesto y tomas de instrumentacién.

Armario de control
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Solution for researching

o Atmosfera a 2x10-4 Pa<24 horas, (a temperatura ambiente, y la cdmara de vacio estd limpia).

o Atmoésfera a 3x10 -3 Pa<15 min (a temperatura ambiente, y la cdmara de vacio estd limpia, con deflectores, paragueros, y sin sustrato).

=1,0x10 -1 Pa/h

« Composicién del conjunto de bombas: bomba de respaldo BSV30 (Ningbo Boss) + bomba de raices BS)70 (Ningbo Boss) + bomba molecular FF-
160 (Pekin);

Método de bombeo: bombeo con dispositivo de bombeo suave (para reducir la contaminacién del sustrato durante el bombeo);

Conexion de tuberias: la tuberia del sistema de vacio es de acero inoxidable 304, y la conexién suave de la tuberia es de;

Fuelle metalico; cada vélvula de vacio es una valvula neumética;

Puerto de succidén de aire: Para evitar que el material de la membrana contamine la bomba molecular durante el proceso de evaporacién y
mejorar la eficiencia de bombeo, se utiliza una placa de aislamiento mévil que es facil de desmontar y limpiar entre el puerto de succién de
aire del cuerpo de la cdmara y la sala de trabajo.

.

Indicador de vacio: tres bajos y un alto (3 grupos de regulacién ZJ52 + 1 grupo de regulacién zJ27 );

Medidor de alto vacio: El medidor de ionizacidn ZJ27 esta instalado en la parte superior de la cdmara de bombeo de la caja de vacio cerca de la
camara de trabajo, y el rango de medicién es de 1,0x10 -1 Pa a 5,010 -5 Pa;

Medidores de bajo vacio: un juego de medidores ZJ52 se instala en la parte superior de la cdmara de bombeo de la caja de vacio, y el otro
juego se instala en el tubo de bombeo en bruto. El rango de medicién es de 1,0x10 +5 Pa a 5,010 -1 Pa;

Regulacién de trabajo: El medidor capacitivo de pelicula CDG025D-1 se instala en el cuerpo de la cdmara, y el rango de medicién es de
1,33x10 -1 Pa a 1,33x10 +2 Pa, deteccion de vacio durante la deposicion y el recubrimiento, se utiliza junto con el uso de la vélvula de
mariposa de vacio constante.

Hay dos modos de seleccién de vacio manual y automatico;

* Japén Omron PLC controla todas las bombas, la accién de la vélvula de vacio, y la relaciéon de enclavamiento entre el trabajo de la vélvula de
parada de inflacién para asegurar que el equipo puede ser protegido automaticamente en caso de mal funcionamiento;

« Vélvula alta, valvula baja, pre-vélvula, valvula de derivacién de véalvula alta, la sefial en posicidn se envia a la sefial de control del PLC para
asegurar una funcién de enclavamiento mas completa;

o El programa PLC puede llevar a cabo la funcién de alarma de cada punto de fallo de toda la maquina, como la presién de aire, el flujo de agua,
la sefal de la puerta, la sefial de proteccidn de sobrecorriente, etc. y la alarma, de modo que el problema se puede encontrar de forma rapida
y cémoda;

o La pantalla tactil de 15 pulgadas es el ordenador superior, y el PLC es el ordenador inferior de monitorizacién y control de la véalvula. Monitoreo
en linea de cada componente y varias sefiales se envian de vuelta al software de configuraciéon de control industrial en el tiempo para el
analisis y el juicio, y se registran ;

« Cuando el vacio es anormal o se corta la corriente, la bomba molecular de la vélvula de vacio debe volver al estado cerrado. La vélvula de
vacio esté equipada con una funcién de proteccién de enclavamiento, y la entrada de aire de cada cilindro estad equipado con un dispositivo de
ajuste de la valvula de corte, y hay una posicién establecer el sensor para mostrar el estado cerrado del cilindro;

« De acuerdo con las condiciones técnicas generales de la maquina de recubrimiento al vacio GB11164.
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